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Helios 5 DualBeam kombiniert ein hochauflésendes Rasterelektronenmikroskop (SEM) mit einem fokussierten lonenstrahl (FIB).

Durch die Ankopplung des Tofwerk Time-of-Flight-SIMS-Detektors ensteht ein einzigartiges Hochleistungs-Analysesystem,

das die dreidimensionale Darstellung von Struktur und Chemie bis in den Nanometerbereich erméglicht.

Helios 5 CX DualBeam

Elektronenmikroskop (SEM)

*  Auflésung: 0,6 nm @ 15 kV; 1,0 nm @ 1kV; 0,9 nm
mit Beam Deceleration

» Beschleunigungsspannung: 200 V - 30 kV
* Landing Energy: 20 eV - 30 keV
« Strahlstrom: 0,8 pA — 176 nA

lonenstrahl (FIB)

+  Quelle: Tomahawk HT (Ga*)

* Strombereich: 1pA — 100 nA

* Beschleunigungsspannung: 500 V — 30 kV

+  Auflésung: 2,5 nm (selektive Kante), 4,0 nm (statistisch)

Detektion
« SE (Sekundéarelektronen)
«  BSE (Ruckstreuelektronen, in-lens & in-column)

+ ETD, STEM 3+, ICE (kontrastoptimierte Bildgebung)

Probenbihne
e XY:10 x 110 mm, Z: 65 mm
¢« Max. Probenhthe: 85 mm

+ Traglast: bis 5 kg bei O°

Kammer / Vakuum
«  Kammerdurchmesser: 379 mm
« Vollstandig o6lfreies Pumpensystem

e Druck < 2,6 x 10" mbar in < 5 min
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ﬁbTOF—SlMS C2 (Tofwerk / Thermo Scientific)

Allgemeine Eigenschaften
+ Kompakter, einhziehbarer Time-of-Flight-SIMS-Detektor

» Vollstéandig integriert in DualBeam-Plattform

Raumliche Auflésung
« Lateral: < 30 nm (Ga*)

+ Tiefenauflésung: < 3 nm

Nachweisgrenzen
+ < ppm (Ga*)

* abhangig von Element und Probenmatrix

Massenspektrometrie
* Massenspektrum: bis 1-500 Th
+ Massauflésung: m/Am = 800 bei m/z = 120

+ Dynamikbereich: hoch, simultane Detektion
schwacher und starker Peaks

*  Minimale Dwell-Time: 10 ps
(= 100 kHz Sampling bei m/z 180)

« Abstand Detektor—Probe: < 7 mm
(optimierte Transmission)

Analytische Fahigkeiten

* Nachweis aller Elemente des Periodensystems,
inkl. H, Li, B, F, C

* Hochsensitive isotopenaufgeloste Analytik

+ 3D-Chemietomografie durch Kombination von
FIB-Sputtern und SIMS-Detektion

+ Detektion von organischen Fragmenten, Polymeren,
Kontaminationen
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